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摘要(译)

即使当弹性耦合器和物体的体表面之间的接触性能差时，本发明也能精
确地检测绝对压力。弹性耦合器20由具有柔性的弹性材料形成，以具有
至少具有不同超声波反射特性的两层并附着到超声波发射器/接收器表
面，并且压力计算单元30检测两者之间的边界表面22的位置。基于从RF
信号帧数据选择单元10输出的RF信号帧数据的那两层，基于检测到的边
界表面的位置和预先获得的边界面的初始位置，获得边界面的位置变
化。并且，基于弹性耦合器的位置变化和预设弹性特性，获得施加到物
体的绝对压力。此时，例如，通过使弹性耦合器的边界表面的初始位置
等根据弹性耦合器的类型而不同，给弹性耦合器赋予ID码，压力计算单
元30识别ID代码，参考耦合器数据库识别弹性耦合器的类型，并读取与
ID代码对应的弹性属性。
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